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摘 要

論文中在於使用溶膠凝膠法(Sol-Gel)的方式來備製壓電薄膜的溶液，藉由旋轉塗佈法(Spin-coating)的方式，將溶液旋塗於矽

晶片上，先經由低溫的凝膠過程，將多餘的水分與有機物質去除，再透過高溫的熱處理過程，來獲得具有較佳壓電性質的

薄膜。並針對壓電薄膜之遲滯曲線(P-E curve)、介電常數 、壓電係數 與 、矯頑電場 與殘餘極化量 等壓電相關特性做一探

討，在壓電薄膜的厚度方面，在本論文中已可將PZT薄膜之厚度旋塗到1.45μm而不破裂。根據實驗量測結果，可以確定

製作出穩定且良好壓電性質薄膜之能力，並得知壓電薄膜的殘留極化值隨著退火溫度與薄膜厚度之增加有更佳特性表現。
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